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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の吸着パッドを備え、基板を真空吸着し下側に保持して搬送する基板搬送アームに
おいて、
　回転軸部により回転可能に取り付けられた腕部と、該腕部に取り付けられ該周縁の吸着
パッドの下側に突出する捕手部と、該腕部の先端に位置する滑走部からなる、一対の落下
防止具が、前記複数の吸着パッドのうち、周縁に位置する吸着パッドの一部に隣接して配
置されていることを特徴とする基板搬送アーム。
【請求項２】
　前記滑走部は車輪よりなり、該車輪の回転軸が前記腕部の回転軸部よりも前記吸着パッ
ドに対して外側に位置することを特徴とする請求項１に記載の基板搬送アーム。
【請求項３】
　前記落下防止具は、前記基板搬送アームの水平搬送方向の前後に設けられていることを
特徴とする請求項1または２に記載の基板搬送アーム
【請求項４】
　前記回転軸部の下側には、前記腕部が吸着パッド側に回転することを制限する、弾性部
材よりなるストッパが設けられていることを特徴とする請求項１ないし３に記載の基板搬
送アーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、プリント基板や液晶パネル用のガラス基板等を真空吸着にて保持し搬送す
る基板搬送用アームに関する。特に、反りが生じている基板であっても、基板を落とすこ
となく搬送することができる、基板搬送アームの構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プリント基板や液晶パネルなどの製造工程において、プリント基板や液晶パネルに使わ
れるガラス基板等の搬送は、基板を搬送アームですくって持ち上げる方法（例えば特許文
献１）と、搬送アームに取り付けた複数の吸着パッドで吸着して吊り下げる方法（例えば
特許文献２）がある。
　図５に基板を吸着パッドで吊り下げて搬送する搬送アームを供えた搬送装置の構成例を
示す。同図は、搬送装置を横から見た図である。
　搬送アーム１０には、搬送対象となる基板１１を吸着する複数の吸着パッド１が、下向
きに取り付けられている。吸着パッド１は、主な構成としてパッド部２と軸部３からなる
。パッド部は２基板に接触する部分であり、変形が可能なやわらかい樹脂でできている。
また内部に真空供給路が形成されている。
【０００３】
　搬送する基板１１の表面には、吸着パッド１のパッド部２が吸着しても許される領域が
作られており、吸着パッド１は、その位置にあわせて搬送アーム１０に取り付けられてい
る。この吸着パッド１が吸着しても許される領域は、基板１１に形成される回路等のパタ
ーンとパターンの間や、パターンの形成されない基板の周辺部であることが多い。
　各吸着パッド１の軸部３には真空配管が接続され、基板１１を吸着保持する際には真空
が供給される。
　搬送アーム１０には、搬送アーム移動機構が取り付けられ、搬送アーム移動機構により
、保持した基板１１を所望の位置に移動させる。例えば、露光装置等の場合は、基板を搬
送アーム１０により保持して、ワークステージ上まで搬送し、ワークステージ上に載置し
て、ステージで真空吸着して保持させ、露光処理等を行う。
　露光処理等が終わると、露光処理等が終わった基板は搬送アーム１０により吸着保持さ
れ、ワークステージから搬出され、次の工程に送られる。
【０００４】
　搬送アーム移動機構は、Ｚ方向ガイド１３、Ｘ方向ガイド１４に沿って搬送アーム１０
をＺ方向（図面上下方向）、Ｘ方向（図面左右方向）に移動させるＺ方向駆動部４２およ
びＸ方向駆動部４１から構成され、Ｚ方向ガイド１３はベースプレート１５に取り付けら
れ、Ｘ方向ガイド１４はＺ方向駆動部４２に取り付けられＺ方向に移動する。
　制御部３０は、上記Ｘ方向駆動部４１およびＺ方向駆動部４２を制御して、搬送アーム
１０を所望の位置に移動させるとともに、電磁弁３１を駆動して搬送アーム１０の吸着パ
ッド１への真空の供給を制御して、吸着パッド１による基板１１の吸着保持および解除を
行う。
【０００５】
　図６は、図５の搬送アーム１０の部分を拡大して示した図である。（ａ）は、吸着する
前の搬送アームであり、（ｂ）は吸着後の搬送アームを示す。
　上記したように、吸着パッド１は主としてパッド部２と軸部３とから構成されている。
パッド部２は、基板に触れる部分である。パッド部２の材質は柔らかい樹脂であり、ある
程度の変形が可能である。
　吸着パッド１は、軸部３において搬送アーム１０の吸着パッド支持具１０ａに取り付け
られる。
【０００６】
　搬送アーム１０により搬送される基板１１には、反りが生じているものがあり、特に、
プリント基板においては、前工程での処理工程の結果、基板に反りが発生することがある
。図６（ａ）においては、反りが生じている基板を示している（実際の基板の反りは数ｍ
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ｍ程度であるが、同図においては誇張して示している）。
　図６を用いて、搬送アームが反った基板を保持する動作を説明する。
　図６（ａ）において、搬送アーム１０の吸着パッド１に真空が供給される。搬送アーム
１０は、基板１１が載置してあるステージ１５の直上に移動し、下降する。
　次に、図６（ｂ）に示すように、吸着パッド１のパッド部２が基板１１に接触する。基
板１１は反っているが、基板の形状に合わせて軸部３の上下方向（Ｚ方向）の位置が変化
し、またパッド２も柔らかいために形状も変化する。これにより、基板１１は吸着パッド
１に吸着され保持される。次に、搬送アーム１０が上昇し、基板１１がステージから搬出
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４０５２８２６号公報
【特許文献２】特許第４０４８４６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、やはり基板に反りが生じていると、各吸着パッドが保持する面が傾いて
おり、パッド部の密着が十分ではない場合がある。そのため、一部の吸着パッドが外れた
りすると、これにともなって多数の吸着パッドが外れ、稀に基板が落下する場合がある。
　特に、基板を垂直上下に搬送する場合に比べて、左右水平方向に搬送するときには、吸
着パッドが支持する方向とは異なる方向に力が働くために吸着パッドが外れやすい。水平
方向に搬送中に基板が落下した場合には、基板に傷がつくだけではなく、基板が予期しな
い方向に飛来し、衝突した装置自体にも傷がつくという問題があった。
【０００９】
　吸着搬送方式において落下を防止するには、基板の下面で保持する必要があるため、基
板を吸着するときには退避して、吸着して基板を持ち上げた後には、下面に回り込んで保
持する機構と動力源が別途必要となり、また、その動作時間が余分にかかる。
【００１０】
　以上により、本発明は、基板を吸着パッドにより下側に保持して搬送し、基板をワーク
ステージ上に載置するための基板搬送アームにおいて、搬送アームの移動中に基板が吸着
パッドから外れたとしても、簡便な手段により、落下することを防止しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明は、複数の吸着パッドを備え、基板を真空吸着し下側
に保持して搬送する基板搬送アームにおいて、回転軸部により回転可能に取り付けられた
腕部と、該腕部に取り付けられ該周縁の吸着パッドの下側に突出する捕手部と、該腕部の
先端に位置する滑走部からなる、一対の落下防止具が、前記複数の吸着パッドのうち、周
縁に位置する吸着パッドの一部に隣接して配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、滑走部は車輪よりなり、車輪の回転軸が前記腕部の回転軸部よりも前
記吸着パッドに対して外側に位置することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、前記落下防止具は、前記基板搬送アームの水平搬送方向の前後に設け
られていることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、回転軸部の下側には、前記腕部が吸着パッド側に回転することを制限
する、弾性部材よりなるストッパが設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明によれば、基板が吸着パッドから外れても、落下防止具の捕手部によって受け止
められるために落下することがない。しかも、基板吸着時には基板が置かれているステー
ジの表面を、この落下防止具が滑走して外側に退避するため、吸着動作を妨げることがな
く、基板を傷つけることもない。また、吸着時に退避させるための動力源も必要とせず、
退避のための動作時間も特に必要としない。
【００１６】
　また、本発明によれば、滑走部が車輪である場合には、車輪の回転軸が腕部の回転軸よ
りも外側に設けられることにより、外側に向かって容易に滑走することができる。
【００１７】
　また、本発明によれば、落下防止具は、搬送アームの水平移動方向の前後に設けられて
いることによって、水平搬送中に基板が吸着パッドから外れたとしても、その搬送方向に
基板が飛んで装置内で衝突することを防ぐことができる。
【００１８】
　また、本発明によれば、落下防止具の回転軸部の下方には、腕部が内側に回転すること
を防止するストッパが設けられていることにより、腕部が過度に内側に回転して基板を傷
つけることもない。ストッパを弾性部材により構成すれば、腕部と衝突したときの衝撃を
吸収することができるので、吸着パッド支持具が揺れず、吸着パッドが基板から外れにく
くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明にかかる基板搬送アームの全体構成図である。
【図２】本発明にかかる基板落下防止機構の動作を説明するための図である。
【図３】本発明にかかる搬送アームの斜視図である。
【図４】本発明の他の実施例を示す図である。
【図５】従来例にかかる基板搬送アームの全体構成図である。
【図６】従来例にかかる吸着パッドの動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１に、本発明の実施例の搬送アームを備えた搬送装置の構成を示す。図５との違いは
、落下防止具２０を備えることである。その他の構成については、基本的には図５の構成
と同じである。
　搬送アーム１０の吸着パッド支持具１０ａには、基板１１を吸着するためのパッド部２
と軸部３からなる吸着パッド１が、複数個、基板を吸着する側を下向きにして取り付けら
れている。吸着パッド支持具１０ａは、例えば金属の板材からなるプレート状の支持具で
ある。
　パッド部２は、例えば変形が可能な柔らかい樹脂やゴムで形成された吸盤であり、軸部
３には内部に真空供給路が形成されている。吸着パッド１は、例えば基板の周縁部に対応
した位置や、基板１１に形成される回路等のパターンとパターンの間に対応した位置に設
けられる。
【００２１】
　搬送アーム１０には、搬送アーム移動機構が取り付けられ、この搬送アーム移動機構に
より、保持した基板１１を所望の位置に移動する。
　搬送アーム移動機構は、Ｘ方向駆動部４１およびＺ方向駆動部４２から構成され、Ｚ方
向ガイド１３、Ｘ方向ガイド１４に沿って、搬送アーム１０を移動させる。なお、Ｙ方向
（図面手前奥方向）移動機構を設けて、Ｙ方向（図面手前奥方向）に移動するように構成
してもよい。
　制御部３０は、上記Ｘ方向駆動部４１およびＺ方向駆動部４２を制御して、搬送アーム
１０を所望の位置に移動させるとともに、電磁弁３１を駆動して、搬送アーム１０の吸着
パッド１への真空の供給を制御して、吸着パッド１による基板１１の吸着保持および解除
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を行う。
【００２２】
　搬送アーム１０の吸着パッド支持具１０ａの側面には、基板の落下を防止するための落
下防止具２０が取り付けられている。この落下防止具２０の動作について以下に説明する
。
　図２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）はそれぞれ、本発明の落下防止具の動作を説明するための
図である。
　図２（ａ）は、搬送アーム１０の吸着パッド１が、ステージ１２上に置かれた基板１１
を吸着する前の状態を示している。ここで示した吸着パッド１は、複数配置された吸着パ
ッド１のうち、水平方向で周縁に位置する吸着パッドである。落下防止具２０は、この周
縁に位置する吸着パッドの一部に隣接するように設けられる。
　搬送アーム１０の吸着パッド支持具１０ａの側面には、落下防止具２０の腕部２１を回
転可能に取り付ける、例えば蝶番である、回転軸部２２が設けられている。また、吸着パ
ッド支持具１０ａの側面における回転軸部２２の下方には、腕部２１が吸着パッド１側に
回転することを制限するストッパ２５が設けられている。ストッパ２５は樹脂または金属
であり、樹脂で構成する場合は、例えばゴムなどの弾性部材を用いることができる。
【００２３】
　以下では、腕部２１の回転方向について、吸着パッド１側を内側、反対方向を外側とい
う。腕部２１には、これが垂下した状態で内側である部位に、突出した捕手部２４が設け
られている。
　腕部２１の垂直下方にある先端側には、滑走部２３が設けられている。滑走部２３は、
例えば車輪であり、その車輪の回転軸が腕部２１の回転軸部２２の回転軸よりも外側に設
けられている。
【００２４】
　図２（ｂ）は、吸着パッド１が、基板１１を吸着完了した状態を示している。基板１１
は、吸着パッド１のパッド部２が密着して、ここでは不図示の真空配管により排気されて
、パッド部２内が真空状態となることにより吸着保持されている。
　腕部２１は、吸着パッド支持具１０ａが下方に移動するにともない、滑走部２３が基板
が置かれているステージ１２に押し当てられて、外側に滑走していくことにより、同じく
外側に回転して捕手部２４を一旦退避させる。このとき、車輪の回転軸が腕部２１の中心
軸よりも外側に設けられていることにより、車輪は外側に向かって容易に滑走できる。
【００２５】
　図２（ｃ）は、吸着された基板１１が吊り下げられた状態を示している。
　図２（ｂ）において、基板を吸着完了した後は、搬送アーム１０の吸着パッド支持具１
０ａが直上に引き上げられる。すると、自重により滑走部２３が内側に滑走して、腕部２
１も内側に回転し、もとの垂下した状態に戻ることとなる。このとき、捕手部２４は吸着
された基板１１の下方に位置し、この基板１１の縁よりも内側に回り込んだ状態で静止す
る。
　捕手部２４は、基板１１とのあいだに間隙をもって静止している。これにより、基板１
１が吸着パッド１から外れたとしても、捕手部２４によって受け止められるため、落下す
ることがない。
　なお、捕手部２４は落下しようとする基板１１を受け止めることができれば足り、基板
１１と密着させる必要はない。
【００２６】
　このような落下防止具２０は、例えば以下のように配置される。図３(ａ）は搬送アー
ム１０の斜視図である。
　吸着パッド支持具１０ａの下面には、基板の周縁部に対応する位置に吸着パッド１が並
んで配置されている。この吸着パッド支持具１０ａの側面に、一対となる落下防止具２０
、２０が、例えば４箇所で２対、対向するように配置されている（一箇所は不図示）。設
置個数はこれに限られるものではなく、４個以上設けてもよい。
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【００２７】
　落下防止具２０は、搬送アーム１０の水平搬送方向で吸着パッド支持具１０ａの前後に
設けられていることによって、水平移動時に基板が吸着パッドから外れたとしても、水平
搬送方向に基板が飛んで装置の内部に衝突することを防ぐことができる。例えばこの図に
おいては、矢印で示した水平方向に移動するときに、図示の配置であれば基板が飛ぶこと
を防ぐことができる。
 図３（ｂ）は、図３（ａ）に示した落下防止具配置の応用例を示す図である。
　この図においては、図３（ａ）で示した落下防止具に加えて、水平方向で直交する２方
向に対して搬送する場合を考慮して、２方向の前後に落下防止具が配置されている。この
場合は、搬送アームが図３（ｂ）に矢印で示したいずれの方向に移動した場合でも、移動
中に基板が吸着パッドから外れたときに飛んでしまうという問題を解決することが出来る
。
【００２８】
　このように、本発明の落下防止具は、回転軸部により回転可能に取り付けられた腕部と
、腕部に設けられ吸着パッド側に突出する捕手部と、腕部の先端に位置する滑走部とを備
えている。この落下防止具が、複数設けられ、少なくとも回転方向において対向する一対
をなし、落下防止機構を構成している。
　そのため、基板から吸着パッドから外れても、捕手部によって受け止められるために落
下することがない。しかも、この落下防止具が基板吸着時には滑走して外側に退避するた
め、吸着動作を妨げることがなく、基板を傷つけることもない。また、捕手部を吸着時に
退避させたり、吸着後に基板の下側に回りこませたりする動力源も必要とせず、退避のた
めの動作時間も特に必要としない。
【００２９】
　また、滑走部が車輪である場合には、その車輪の回転軸が腕部の回転軸よりも外側に設
けられることにより、容易に滑走することができる。
【００３０】
　また、落下防止具は、その回転方向が搬送アームの水平搬送方向で、吸着パッド支持具
の前後に設けられていることによって、水平搬送中に基板が吸着パッドから外れたときに
、基板が飛んで装置内で衝突することを防ぐことができる。
【００３１】
　また、落下防止具の回転軸部の下方には、腕部が内側に回転することを防止するストッ
パが設けられていることにより、腕部が過度に内側に回転して基板を傷つけることもない
。ストッパを弾性部材により構成すれば、腕部と衝突したときの衝撃を吸収することがで
きるので、吸着パッド支持具に衝撃が伝わらず、吸着パッドが基板から外れにくくなる。
【００３２】
　上記では、滑走部２３が車輪である場合を例として説明したが、別の形態によっても実
現できる。図４は本発明の他の実施例を示す図である。この図において、滑走部２３以外
の構成は、図２（ａ）と同様であるから説明を省略する。
　図４において、滑走部２３は腕部２１をそのまま延伸して、先端を回転方向外側に向け
て橇（そり）状に湾曲させた形状をしている。この場合においても、滑走部２３の表面が
ある程度滑らかであれば、吸着パッド支持具１０ａが加工すると、落下防止具２０はステ
ージ１２上を滑走して、図２に示したものと同様の作用を働かせることができる。
　このように、腕部２１の先端を橇状に湾曲させた滑走部２３によって構成すると、車輪
で構成する場合よりも部品点数が少なく、車輪部の組み立ても不要である。
【符号の説明】
【００３３】
１　　　吸着パッド
２　　　パッド部
３　　　軸部
１０　　搬送アーム
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１０ａ　吸着パッド支持具
１１　　基板
１２　　ステージ
１３　　Ｚ方向ガイド
１４　　Ｘ方向ガイド
１５　　ベースプレート
２０　　落下防止具
２１　　腕部
２２　　回転軸部
２３　　滑走部
２４　　捕手部
２５　　ストッパ
３０　　制御部
３１　　電磁弁
３２　　真空配管
４１　　Ｘ方向駆動部
４２　　Ｚ方向駆動部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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